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MEMS压阻式压力敏感芯片性能的
圆片级试验方法

1 范围

本标准规定了 MEMS压阻式压力敏感芯片(简称压力敏感芯片)的术语和定义、试验条件、试验的

一般规定、试验内容和方法。
本标准适用于闭环和开环 MEMS压阻式压力敏感芯片性能的圆片级试验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T20522 半导体器件 第14-3部分:半导体传感器———压力传感器

GB/T26111 微机电系统(MEMS)技术 术语

3 术语和定义

GB/T20522和GB/T26111界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
压阻式压力敏感芯片 piezoresistivepressure-sensitivedie
采用 MEMS技术在硅衬底上制造腔膜结构,在膜上制作半导体电阻并组成惠斯通电桥,利用半导

体的压阻效应实现将压力信号转化为电信号的芯片。

3.2 
闭环压阻式压力敏感芯片 closedlooppiezoresistivepressure-sensitivedie
惠斯通电桥为封闭结构的压力敏感芯片。

3.3 
开环压阻式压力敏感芯片 openlooppiezoresistivepressure-sensitivedie
惠斯通电桥为开放结构的压力敏感芯片。

4 试验条件

4.1 大气条件

除非另有规定外,所有试验都应在以下条件进行:

a) 标准大气条件:
温度:15℃~35℃;
相对湿度:20%~80%;
大气压力:86kPa~106kPa。
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